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SEMIKON Detector GmbH, Karl-Heinz-Beckurts-Strasse 13, 52428 Jiilich, Germany, Tel. +49 (0)2461 9952025, Fax +49 (0)2461 9952027

Si(Li)-Detektoren flir das MUST2-Experiment

JAUSTZ

Flr das MUST2-Experiment werden mehrere Detektor-Teleskope bendtigt, die jeweils aus
drei Lagen verschiedener Detektoren aufgebaut sind. Der erste Layer besteht aus einem
dinnen Silizium-Streifen-Detektor (Firma Micron Semiconductor Ltd.). Die mittlere Lage
besteht aus zwei nebeneinander angeordneten Si(Li)-Detektoren (etwa 5 mm dick), die
einseitig auf dem p*-Kontakt mit einer Pad-Struktur (8 Pads) versehen sind. Der dritte
Layer besteht aus 16 CsI-Kristallen. Die Auslese-Elektronik und die Kiihlung der Teleskope
(bis auf etwa 0°C) befindet sich hinter den drei Detektor-Lagen.

SEMIKON Detector GmbH hat mehrere Si(Li)-Detektoren flir das MUST2-Experiment
angefertigt.

Si(Li)-Detektoren mit Pad-Struktur

GroBe des Detektors: ~56 mm x ~102 mm
Dicke des Detektors: ~5 mm

Frontkontakt: Bor-implantiert (p*-contact)
Rlickkontakt: Li-diffundiert

GroBe der Struktur: ~50 mm x ~92 mm

Anzahl der Pads: 8 auf dem p+-Kontakt
GroBe der Pads: ~20 mm x ~20 mm

Die effektive Dicke des Li-diffundierten Kontaktes betragt
nur einige um (Transmissionsdetektor)

e Sehr diinne "tote Zone’
e Montage des Detektors in einem Detektor-Stack bzw. in
einem Detektor-Teleskop ist moglich

SEMIKON Detector GmbH, Mai 2009



1 oo
SEMIKON Detector GmbH, Karl- Helnz Beckurts-Strasse 13, 52428 Jiilich, Germany, Tel. +49 (0)2461 9952025 Fax +49 (0)2461 9952027

Strukturierter Si(Li)-Detektor vor der
Montierung in die Detektorhalterung.

Zwei in den Detektorrahmen
montierte Si(Li)-Detektoren

(Ansicht auf den p*-Kontakt)

(Ansicht auf den nicht strukturierten
n-Kontakt)

SEMIKON Detector GmbH, Mai 2009
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Pad 1 Pad 2
- 2%44Cm (5.805 MeV) Pulser ] 23.6 15.4
13.6 o '
244Cm7
Pad 3 Pad 4
12.5 28.4 12.6
Pad 6
11.6
33.0 24 1
Pad 8 Pad 7
13.8
17.7
29.1 27.8

Spektren der 8 Pads eines MUST2-Si(Li) Detektors, gemessen mit einer
244Cm(o)-Quelle [5,805 MeV]. Detektor-Temperatur wahrend der Messungen:
+10 °C. Die Energieauflésung [FWHM] fir die a-Linie und den Pulser sind flr
alle Pads angegeben. — Bitte beachten: Die einzelnen Pads wurden aufgrund
der Position der Quelle nicht gleichmaBig bestrahlt.

SEMIKON Detector GmbH, Mai 2009
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Einige Zeichnungen und Fotos des MUST2-Detektor-Teleskops und
der in der Experimentkammer montierten Teleskope

Si(Li)-Detektoren
(Ansichtauf den p*-Kontakt)

Si(Li)-Detektoren
(Ansicht auf den n-Kontakt)

dinner Si-Streifen-Detektor
(Micron Semiconductor Ltd.)

Einige Zeichnungen, die das Design des MUST2-Detektor-Teleskops veranschaulichen.
(Quelle: MUST2-Kollaboration)

SEMIKON Detector GmbH, Mai 2009
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Foto: MUST2-Kollaboration

Strahl

SEMIKON Detector GmbH, Mai 2009
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Fir weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfligung:

SEMIK

Detector GmbH

N S

SEMIKON Detector GmbH
Karl-Heinz-Beckurts-Strasse 13
52428 Jilich

Germany

Tel. +49 (0)2461 9952025
Fax +49 (0)2461 9952027

E-mail info@semikon-detector.de
Internet www.semikon-detector.de

SEMIKON Detector GmbH, Mai 2009
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